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Allmanna uppgifter

Huvudomrade: Nanovetenskap.
Huvudomrade: Teknik.

Obligatorisk for: MNAV1, N3

Valfri for: E4, F4, F4-hn, F4-nf, MFOT1
Undervisningssprak: Kursen ges pa engelska

Syfte

Kursen avser att ge grundlaggande kunskaper i framstallning och
karaktérisering av halvledarkomponenter pa nanometerskala.
Fokus kommer att ligga pa moderna material- och processtekniker,
med en klar tyngdpunkt pa nanoteknologi. De flesta av processerna
ar generella och appliceras inom traditionell kiselbaserad IC-
teknologi liksom inom avancerad III-V teknologi samt for
framstallning av MEMS/NEMS.

Mal

Kunskap och forstaelse
For godkand kurs skall studenten

« kunna beskriva tillverkningsprocesser som bygger pa
dopning, filmdeponering och monstring av ytor



« kunna forklara hur dessa processer kan realiseras pa
nanometerskala

» kunna forklara kopplingen mellan val av processer/materiel
och komponenters prestanda

Fardighet och formaga
For godkand kurs skall studenten

» kunna utfora grundlaggande processning i renrumsmiljo

» kunna analysera en specifik komponent och avgora vilka
processteg som kravs for att tillverka den

e kunna skriva valstrukturerade tekniska rapporter om
halvledarprocessning

Kursinnehall

Materialegenskaper for halvledare. Komponentframstallning:
processoversikter, jamforelse mellan III/V och kisel. Processer:
epitaxi, jonimplantation, diffusion, filmdeponering, etsning,
litografi. Metall-oxid-halvledargransskikt som ar mycket viktiga i
ett antal tillampningar kommer att gas igenom. Framstéallning av
pn-dioder samt deras elektroniska och optoelektroniska
egenskaper och tillampningar kommer diskuteras. Framstallning
och principer for MEMS/NEMS (mikro/nano- elektromekaniska
system) kommer ocksa att behandlas.

Under ett antal ssmmanhéngande laborationer, kommer nagra av
de genomgangna processtegen att anvéandas for tillverkning av
fungerande komponenter. Da det ar mycket viktigt att arbete med
halvledarstrukturer sker i en extremt ren och dammfri miljo
kommer stor tonvikt att laggas vid arbetsmetodik i renrum.

En individuell laborationsrapport (pa Engelska) som tacker alla
laborationer i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkand, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedomning: Skriftlig tentamen och godkanda
laborationer.

Om sa kravs for att en student med varaktig funktionsnedséattning
ska ges ett likvardigt examinationsalternativ jamfort med en
student utan funktionsnedsattning, sa kan examinator efter samrad
med universitetets avdelning for pedagogiskt stod fatta beslut om
alternativ examinationsform for berord student.

Delmoment

Kod: 0117. Benamning: Process- och komponenteknologi.
Antal hogskolepoang: 7,5. Betygsskala: TH.

Kod: 0217. Benamning: Laborationer och rapport.

Antal hogskolepoang: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Forutsatta forkunskaper: FFFF01 Elektroniska material eller
FFFF05 Fasta tillstandets fysik eller ESSF20 Komponentfysik.
Begransat antal platser: 70

Urvalskriterier: 1. Platsgaranti for de studenter for vilka kursen
ar obligatorisk i examen. 2. Avklarade hogskolepoéang inom
programmet.

Kursen overlappar foljande kurser: FFF110


file:///kursplaner/20_21/FFFF01.pdf
file:///kursplaner/20_21/FFFF05.pdf
file:///kursplaner/20_21/ESSF20.pdf
file:///kursplaner/16_17/FFF110.pdf

Kurslitteratur

» Simon M. Sze, Ming-Kwei Lee: Semiconductor Devices:
Physics and Technology, 3rd Edition. Wiley, 2012, ISBN: 978-
0470537947.

+ Kopierat material.

» Simon M. Sze, Ming-Kwei Lee: Semiconductor Devices:
Physics and Technology, 3rd Edition, International student
version. John Wiley & Sons, 2012, ISBN: 978-0470873670.

Kontaktinfo och ovrigt

Kursansvarig: Dr. Claes Thelander, claes.thelander@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.nano.lth.se/ftf-cth/fff110

Ovrig information: En laborationsrapport ska skrivas pa
engelska. Narvaro vid forsta forelasningen ar obligatoriskt for att
fa tilltrade till kursen.
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